
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیتًگرافی تىظیم کىىذٌ ماسک فرآیىذی است کٍ طی آن طرح ي الگًی 

کىىذ. دسترسی بٍ دلخًاٌ را با دقت بالا بر ريی سطح مًرد وظر ایجاد می

، سرػت پاسخ دَی بالا، اوذازٌ بٍ دویای میکريسکًپیريد  ي دقتُای بالا،

 باضىذ.کًچک قطؼات ي َسیىٍ پاییه ازجملٍ يیژگیُای ایه ريش می

کٍ از آن جملٍ  یغ  کاربرد فراياوی داردفی در گسترٌ يسیؼی از صىالیتًگرا

َا ي ویس َا، فطار سىجتًان بٍ ساخت اوًاع حسگرَا وظیر ضتاب سىجمی

ایه دستگاٌ در ساخت  دیگر اوًاع محرکُا اضارٌ کرد. یکی از کاربردَای

باضذ کٍ امريزٌ در دویا بر ريی یک تراضٍ میآزمایطگاَُای میکريمتری 

 ياوی پیذا کردٌ است.گسترش فر

 

 میکريمتر 5لیتًگرافی با دقت 

دارای قابلیت کىترل ضذت ي زمان وًردَی 

کىترل دقیق فرآیىذ با استفادٌ از میکريسکًپ دیجیتال 

کىترل اديات اپتیکی بصًرت مًتًرایس با دقت بالا 

 بکاربری سیستم وًیه مًازی سازی جُت افسایص دقت 

 


